
특허등록번호 

10-1323885

특허명 

전구체의�증기압�측정장치�및�방법

대표발명자 

진공기술센터�윤주영

압력을 변화시켜 박막 증착용 전구체의 끓는점과 

증기압을 측정할 수 있는 기술

사람 손톱보다 작고 얇은 반도체를 다루는 공정 중 박막을 입히는 증착 과정은 박

막을 얼마나 얇고 균일하게 입히느냐에 따라 품질을 좌우하므로 아주 중요합니다. 

따라서 박막의 질을 높이려면 증착 과정에서 이용되는 *전구체의 끓는점과 증기

압을 사전에 정확하게 측정해야만 합니다.

KRISS의 ‘전구체 증기압 측정장치 및 방법’은 압력을 변화시켜 끓는점과 증기압을 

측정할 수 있는 기술인데요. 해당 기술은 다양한 압력조건과 온도에 따라 전구체 

증기압의 정확한 측정이 가능하기 때문에 반도체뿐 아니라 태양전지 등의 제조 공

정에서 유용하게 활용될 수 있답니다.

*전구체�:�어떤�물질대사나�반응에서�특정�물질이�되기�전�단계의�물질

*화학�증착법�:�서로�다른�성질을�갖는�물체의�화학�반응을�이용해�기판�표면에�층을�생성하는�공정

*박막�증착�:�반도체�기판에�수분과�산소의�침투를�막기위해�얇은�피막을�입히는�기술
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전구체의 증기압  
측정장치 및 방법
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특허등록번호 

10-1371136

특허명 

원자현미경�3차원�스캔형상�교정기술

대표발명자 

창의융합연구센터�이윤희

59

나노 소재 표면의 3차원적 구조인 나노압흔 크기에 대한 정량적인 측정 기술

꿈의 신소재라 불리는 그래핀과 나노패턴 등 눈으로 볼 수 없을 만큼 미세한 크기

의 나노 물질은 어떻게 관찰할까요? 바로 원자현미경을 통해서 가능한데요. 최근

에는 원자현미경을 통해 나노 소재 표면의 3차원적 구조에 대한 간략하고 정량적

인 측정 요구가 점점 증가하고 있습니다.

KRISS의 ‘원자현미경 3차원 스캔형상 교정기술’은 나노압흔 크기에 대한 정량적

인 측정을 통해 역학물성 평가가 가능할 뿐 아니라 정량적 정보를 통해 다른 측정

기법의 측정치와 비교가 가능합니다. 또 스캔범위의 증감에 따라 불연속적인 물성

변화가 발생하던 오류까지 해결할 수 있답니다.

나노기술 분야에 종사한다면 KRISS의 신기술을 이전 받아 새로운 원자의 세계를 

밝혀보는 것은 어떠신가요?

026 전기전자분야

원자현미경  
3차원 스캔형상 교정기술


